
BGA/CSP/WLCSP

三次元 ・二次元外観検査装置
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本装置はBGA/CSP/WLCSPの 二次元三次元の外観検査を高速高精度で行なうためのものです。二次元外観は上面、

下面をCCDカ メラで検査、三次元外観は非走査マルチ ビーム共焦点 3Dセ ンサーで検査 します。

Devlce overv口 ew
This device performs fast and precise BGA/CSP/WLCSP 2D and 3D external testing. 丁he 2D external function uses a

camera to test top and bottom surfaces,wh‖e the 3D externa:function testS using an along¨track multib̈eam 3D sensor.

1.三 次元外観検査では、特にコプラナリテイ、スタンドオフを

高精度で計測できます。
2.二 次元外観検査では、製品上面、下面のあらゆる外観検査が

可能です。
3.良 品の トレイ収納はカメラによるアライメント機能により正

確に行います。
4.統 計機能が豊富で品質管理、良品率アップが実現できます。
5,コ ンパクトな装置サイズで設置場所を取りません。
6.オ プション機能を追加できます。

Features

l.3D external testing is especia‖y precise when measuring

coplanarity and stand―off.

2.2D external testing tests top and bottom surfaces and the

external dimensions of the unit tested.

3.The storage tray for high qua!ity units has a camera¨operated

a‖gnment function enab‖ng precise operation.

4.The test resuits tracking function enab!es deta‖ed qua‖ty

management and increases the proportion of superior qua‖ty

units per test run,

5,The instrumentユs compact size saves space.

6.Optional functions ava‖able.
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コプラナリティ
Cop analty

ボール高さ
Ba‖heighi

PKG反 り
PKG VVarpa9e

スタンドオフ
Stand of:

測定項目
Measuremont
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重量 約650kg

新光エンジエアリング株式会社
SHINKO Engineering Co,Ltd

本社工場

‡甜:甫諭鮮蝙岬評調留
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販売元
Sales agents

025～ 0.76mm

0.4mm～

3～ 55mm

最大5mm

JEDEC

1枚

23秒 //iC

4秒/IC

6秒/IC

①ボール径

②ボール位置度

③外寸

①チッピング

②ボール異物付着

③ボールカケ

①捺印検査

②異物検査

③チッピング

①コプラナリティ

②ボール高さ

③PKG反
'リ

④スタンドオフ

⑤キャップスタンドオフ

⑥全高

⑦ボール径

③ボール位置度

ローダ/ア ンローダ、ハンドリング等は、こ相談ください。特注対応も可能です。
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全高
Total heighi

ボール径
Ba‖d amete:

ボール有無
Presence of Ba‖

端子ズレ(端子中心)
Bump Center posl on

測定項 目
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端子ズレ(PKG中心)
PKG Center pos"on

全長 ・全幅
Overa‖Length′W dth
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測定項目
Measurement
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